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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Induktive Posrtionsschaftvorrichtung 

@ Die vorllegende Erfindung betrifft eine Schaltvorrich- 
tung, insbesondere eine Positionsschaltvorrichtung, wel- 
che zur Erzeugung von Schaltsignalen bestimnnt ist. Die 
erfindungsgemaSe Positionsschaltvorrichtung umfaBt 
mindestens eine Schalteinheit und mindestens eine Beta- 
tigungseinheit, wobei die Schalteinheit auf eine relative 
raumliche Verschiebung der Schalteinheit und der Betatt- 
gungseinheit zueinander durch Ausgabe von entspre- 
chenden Schaltsignalen reagiert, dadurch gekennzeich- 
net, dal^ die Schalteinheit als induktive Sensoreinheit und 
die Betatigungseinheit als induktive Dampfungseinheit 
ausgebildet ist. Die erfindungsgemal^e Positionsschalt- 
einhelt wird bevorzugterweise in Gangschalteinheiten fur 
automatische Schaltgetriebe angewendet. 
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Beschreibung 



[0001] Die vorliegende Hrfindung betrifTt eine Schaltvor- 
richtung, insbesondere eine Positionsschaltvorrichtung, 
welche zur Erzeugung von Schaltsignalen bestimmt ist. 
[0002] Aus dem Stand dor Technik sind unteischiedliche 
Schaltvorrichtungen bekannt, wobei die meisten Schaltvor- 
richtungen mechanische Schalt^ verwenden. Bin wesentli- 
cher Nachteil dieser Schaltvomchtungen besteht jedoch 
daiin, dafi diese zuin Eizeugen von Schaltsignalen mechani- 
sche Schalteinheiten bzw. mechanische Mikroschalter und 
mechanische Schleifkontakte aufweisen. Die mechanischen 
Schalter haben den Nachteil, dafi sie nicht verschleiBfrei ar- 
beiten. Due Lebensdauer wird dnerseits duich Materialab- 
trag von Kontakten, durch Materialver3nderung (Oxidation) 
bzw. durch Ablagerung auf den Schaltkontakten, welche 
durch mechanische Reibung» elekuische Uberlastung oder 
das Auftreten eines Lichtbogens beim Abschalt- oder Um- 
schaltvoigang hervorgerufen werden, begrenzt. Auch die 
Vibrationen der gesamten Kulissenschalteinheit ftihren zu 
einem erhohten VerschleiB der Schleifkontakte und Schleif- 
bahnen der mechanischen Schleifschaiter. 
[0003] Aus dem Stand der Ibchnik sind andere Schaltein- 
heiten bekaimt, welche die nachteilige VerschleiBeigen- 
schaftder mechanischen Schaltkontakte beseitigen. Ein Bei- 
spiel fOreinen solchen verschleiBfreien Schaltkontakt ist ein 
induktiver Schaltkontakt. Ein solcher induktiver Schaltkon- 
takt ist in der am 1. Februar 2000 beim Europaischen Patent- 
amt eingereichten Patentanmeldung '^Position Sensor" mit 
der amtlichen Nummer EPOO 101 661.7 beschrieben. Die 
genannte europaische Patentanmeldung weist die gleiche 
Anmelderin wie diese Anmeldung auf. 
[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
eine Schaltvorrichtung bzw. eine Positionsschaltvorrichtung 
zu schaffen, welche den obengenannten Nachteil des Ver- 
schleifies bei mechanischen Schalterelementen einer kon- 
ventionellen mechanischen Schaltvorrichtung durch Ver- 
wendung veischleiBfreier Schalteinheiten iiberwindet. Ein 
weiterer Vbrteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
eine Positionsschaltvorrichtung zu schafTen, welche eine zu- 
veri^sige KontroUe der Funktionsfahigkeit der Positions- 
schaltvorrichtung bzw. eine zuverUissige Erfassung gewahl- 
ter Schaltposition ermoglichL 

[0005] Diese Aufgabe wird mit Hilfe einer Positions- 
schaltvorrichtung, welche die Merkmale des Patentan- 
spruchs 1 aufweist, gelost. 

[0006] Die erfindungsgemaBe Positionsschaltvorrichtung 
umfaBt mindestens eine Sensoreneinheit und mindestens 
eine Betatigungseinheit, wobei die Sensoreneinheit auf eine 
relative raumliche Verschiebung der Sensoreneinheit und 
der Betatigungseinheit zueinander durch Ausgabe von (der 
relativen Verschiebung entsprechenden) Schaltsignalen rea- 
giert. Der Unterschied der erfindungsgem^en Positions- 
schaltvorrichtung zu anderen aus dem Stand der Ibchnik be- 
kannten Positionsschaltvorrichtungen besteht darin, daB die 
Sensoreinheit als induktive Sensoreinheit und die Betati- 
gungseinheit als induktive Dampfungseinheit ausgefuhrt 
worden sind. 

[0007] Ein besonderer Vorleil der vorliegenden Erfindung 
wird mit Hilfe einer Positionsschaltvorrichtung erzeugl, in 
welcher entweder eine Betatigungseinheit gleichzeitig zwei 
oder mehr Sensoreinheilen betatigt oder die Positionsschalt- 
vorrichtung mindestens zwei Betatigungseinheiten und min- 
destens drei Sensoreinheiten aufweist, wobei mindestens 
zwei der Betatigungseinheiten gleichzeitig mindestens zwei 
der Sensoreinheiten betatigen. 

[0008] Die Funktionsweise der erfindungsgemaBen Positi- 
onsschaltvorrichtungen kann am Beispiel nachfolgender Fi- 
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guren verdeutlichl werden. 

[0009] Fig. 1 ist eine allgemeine schematische Oarstel- 
iung einer bevorzugten Ausftihrungsform der erfindungsge- 
maBen Positionsschaltvorrichtung. 

[0010] Fig. 2 ist ein Funktionsblockbild einer bevorzugten 
Ausfiihrungsform einer induktiven Sensoreneinheit. 
[0011] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung der Funk- 
tionsweise der induktiven Sensoreneinheit. 
[0012] Fig. 4 ist ein Beispiel fur ein Schaltkriterium der 
induktiven Sensoreneinheit. 

[0013] Fig, 5 ist eine mogliche Ausfuhrung der induktiven 
Sensoreneinheit. 

[0014] Fig. 6 zeigl ein Anwendungsbeispiel fur die erfin- 
dungsgemaBe Positionsschaltvorrichtung . 
[0015] Fig. 7 zeigt Ampltituden der Sensorsingale bei 
Schaltvorgangen eines in Fig. 6 abgebildeten Automatik- 
wahlhebels von Postition 1 bis auf Position 4. 
[0016] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung einer wei- 
teren Ausfiihrungsform der erfindungsgemaBen Positions- 
schaltvorrichtung. 

[0017] Fig. 1 ist eine allgemeine schematische Darstel- 
lung einer bevorzugten Ausfiihrungsform der erfindungsge- 
maBen Positionsschaltvorrichtung 1 in Form einer Gang- 
schalteinheit zur Erzeugung von Gangschaltsignalen fur ein 
automatisches Schaltgetriebe. Die Positionsschaltvorrich- 
tung 1 weist Schalteinheiten 2 und mindestens eine Betati- 
gungseinheit 3 auf, wobei die Betatigungseinheit 3 relativ zu 
den Schalteinheiten 2 verschiebbar ist. Die relative Ver- 
schiebung der Schalteinheiten 2 und der Betatigungseinheit 
3 zueinander findet sowohl in horizontaler als auch in verti- 
kaler Richtung statt. Unter Verschiebungsbewegungen ist 
damit sowohl eine reine Verschiebungsbewegung als auch 
eine Kippbewegung zu verstehen. Die Schalteinheiten 2 
sind als induktive Sensoreneinheiten und die Betatigungs- 
einheit (3) als induktive Dampfungseinheit ausgebildet, de- 
ren Funktionsweise mit Hilfe der Fig. 2 und 3 verdeutlicht 
ist. 

[0018] Fig. 2 zeigt eine bevorzugte Ausfiihrungsform ei- 
ner der induktiven Sensoreneinheiten 2. Die induktive Sen- 
soreinheit 2 besteht aus einer oszillierenden Stromquelle 
(Q-) 11, einer Erregerschleife (E) 12, einer Sensorschleife 
(S) 13, einem Spannungsverstarker (V) 14, einem Amplitu- 
dendetektor (D) 15 und einer Auswerteeinheit (A) 16. Alle 
oder einige Komponenten 11 bis 16 der induktiven Senso- 
45 reneinheit 2 konnen planar auf einer Leiterplatte 6 angeord- 
net werden. Dabei wird die Erregerschleife 12 von der Sen- 
sorschleife 13 umfaBt oder umgekehrt. Erreger 12 wie Sen- 
sorschleife 13 kdnnen auch mit mehreien Windungen ausge- 
fuhrt werden. 

[0019] Die induktive Sensoreneinheit 2 funktioniert fol- 
gendermaBen. Die oszillierende SUromquelle (Q-) 11 pragt 
in die Erregerschleife 12 einen zeitlich veranderten elektri- 
schen Strom ein. Dieser erzeugt ein zeitlich verandertes Ma- 
gnetfeld Mi der mit der Feldstarice Hi(x, y, z). Der von der 
Sensorspule 13 umfaBte zeitlich veranderte magnetische 
FluB bewirkt eine Spannung in der Sensorspule 13, wie in 
jedem elektischen Leiter, der in die Nahe der Erregerspule 
12 gebracht wird. Die Sensorspannung wird durch den Ver- 
slarker 14 verstarkt, die Amplitude mit dem Detektor 15 be- 
stimmt und die Auswerteeinheit 16 vergleicht sie mit einem 
Schaltkriterium K. Fig. 4 gezeigt ein Beispiel fiir das Schalt- 
kriterium K. Bei einfachen Schaltem kann die Auswertung 
mittels eines Komparators oder eines Schmitt-THggers rea- 
Usiert werden. Die Auswerteeinheit 16 fiir Mehrfachsch alter 
stelli dabei meist ein Microcontroller dar, der iiber eine 
Schnittstelle (CAN, LIN, etc.) die Schaltinformationen an 
die Steuerelektronik bzw. Leistungselektronik weitergibt. 
[0020] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung der Funk- 
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tionsweise der indukdven Sensoreneinheil 2. Bringi man 
eine leitfahige Schicht, Platte oder Schleife als Betatigungs- 
einheit (B) 17 in die Nahe der Hrregerspule 12, durchdringt 
das Magnetfeld Hi ebenfalls diese Betatigungseinheit 3 und 
induzieit nach Lenz eine Spannung, die einen Wrbelstrom 
Ik, hervorruft, der entgegengesetzt zum Strom in der Erre- 
gerspule flieBt. Dieser ebenfalls zeitlich veranderte Kurz- 
schluBstrom erzeugt ein Magnetfeld M2, das entgegenge- 
setzt zu Mi wirkt und bei der t)berlagerung derFelder damit 
zur Verringerung bis bin zu einer Ausloschung des Gesaint- 
magnetfeldes flihrt, das die Sensorspule 13 durchsetzt. Dies 
fuhrt zu einer Verringerung der Sensorspannung und damit 
der Amplitude. Diese wird von der Auswerteeinheit 16 mit 
dem Schaltkriterium K verglichen und eine Schaltfiinkdon 
ausgelost. Die Verringerung der Sensorspannung durch den 
Betatiger B kann auch als Dampftmg bezeichnet werden. 
[0021] Die Damfpung des Sensorsignals ist vom Abstand 
(x) 18 der Betatigungseinheit 3, welche als induktive Damp- 
fungseinheit ausgebildet ist, zur Sensorschleife 13 abhan- 
gig: bei X = 0 wird das Sensorsignal maximal gedampft. Die 20 
induktive Dampfungseinheit 5 kann aus unterschiedlichen 
elektrisch leitenden Materi alien etwa aus Metall, aus einem 
leitenden KunststofF usw. ausgefiihrt werden. Die Damp- 
fung ist auch vom Uberdeckungsgrad der Sensorschleife 13 
durch das-Betatigungselement 3 bzw. durch die induktive 25 
Dampfungseinheit 5 abhangig. Uberdeckt die induktive 
Dampfungseinheit 5 die gesamte Flache der auBeren 
Schleife 13, so ist der tTberdeckungsgrad 100% und die Am- 
plitude des Sensorsignals ist dabei minimal. Damit werden 
ftir den Schalter zwei Schaltmechanismen mdglich: 
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- Der tJberdeckungsgrad G wird auf definierter GroBe 
gehalten und der Abstand (x) 18 zwischen Betatiger- 
element 3 und Sensorschleife 13 variiert 

- Oder der Abstand (x) 18 wird konstant gehalten und 
der Uberdeckungsgrad G wird verandet. 

- Selbstverstandlich ist auch eine Kombination aus 
beiden moglich. 

[0022] Die induktive Sensoreinheit 2 kann des weiteren 
auch so erweitert werden, daB eine Erregerspule 12 mehre- 
rer Sensorspulen 13 umschlieBt, die dann iiber einen Ana» 
logmultiplexer AMUX an den Verstarker angeschlossen 
werden. Denkbar ist auch, mehrere Erregerspulen in Rei- 
henschaltung an die Stromquelle Q anzuschlieBen, die je 
eine oder mehrere Sensorspulen umschlieBen, wie dies etwa 
in Fig. 5 gezeigt ist. 

[0023] Weiterhin ist auch denkbar, pro Schaltposition 
zwei Betatigungseinheiten 3 und Sensorspulen 13 vorzuse- 
hen, um iiber eine PlausibiUtatsabfrage eine hohere Redun- 
danz zu schafFen. In einem solchen Fall miissen beide 
Schaltsignale jederzeit identisch sein. 
[0024] Zudem ist es moglich die Auswerteeinheit 16 so zu 
verandem, daB sie eine Schaltfunktion nicht durch Veigleich 
der Sensorspannung mit einem Schwellwert, sonder zusatz- 
lich durch Vergleich mit der Spannung eines benachbarten 
Sensors auslost. 

[0025] Mit der induktiven Sensoreneinheil 2 ist es mog- 
lich, auch einen Druckschalter wie folgt aufzubauen. Die 
Betatigungseinheit 3 wird an einen StoBel montiert, der ahn- 
lich einer Kugelschreibermechanik in zwei Positionen alter- 
nierend verriegelbar ist. Es ist auch denkbar, die Mechanik 
des Druckschalters so zu gestalten, daB der StoBel keine 
Rastpositionen aufweist, sondem "frei" relativ zu der Senso- 
reinheit- bzw. zu der Sensorschleifenebene verschiebbar ist. 
Beuragt der Abstand zwischen der Betatigungseinheit 3 und 
Sensorschleifenebene in (Rast-)Posidon PI z. B. 5 mm und 
in (Rasl-)Position P2 0,5 mm, so muB fUr das Schaltkrite- 



num K fur die in Bild 3 eingezeichneten SchaUbereich eine 
normierte Amplitudenspannung von etwa 0,5 eingestellt 
werden. Ein Druckschalter kann allerdings auch so ausge- 
fiihrt werden, daB eine Mechanik den Uberdeckungsgrad G 
des Betatigers relativ zur Sensorschleife 13 verandert. Dann 
hangt die Sensoramplitudenspannung vom Uberdeckungs- 
grad G ab und muB nach deren Kennlinie festgelegt werden. 
[0026] Im Falle, wenn mehrere Positionen zu detektieren 
sind, ist es zweckmaBig, mehrere Schalteinheiten 2 als 
Funktionseinheit zu kombinieren. Als Beispiel flir die Ver- 
wendung einer erfindungsgemaBen Posidonsschaltvorrich- 
tung 1 ist in Fig. 6 eine Gangschaltvorrichtung 20 fur ein au- 
tomaiisches Schaltgetriebe dargestellt. Die Fig. 6 zeigt bei- 
spielhaft eine sog. Kulissenschalteinheit, wie sie vom Be- 
nutzer her gesehen als Stand der Technik allgemein bekannt 
ist. Neu ist allerdings eine Verwendung von induktiven 
Schaltem in Verbindung mit einer Kulissenschaltung. Be- 
sonders zweckmaBig sind diese induktive Schalterausfuh- 
rungen fur eine Logiksteuerung, also fiir eine nicht diiekt 
mechanische Auswahl der Gange in einem automatischen 
Getriebe. 

[0027] Unter der Blende bzw. Abdeckung 21 wird eine 
Leiterplatte 6 - wie in Fig. 1 dargestellt - positioniert, auf 
deren Oberseite z. B. die Hinterleuchtung der Blendenanzei- 
gen ("1 "2" . . . "P") montiert werden kann. Mit dem Wahl- 
hebel bzw. Automatikwahlhebel (AW) 22, der durch einen 
Ausbruch 23 in der Leiterplatte taucht ist ein Betatiga:- 
schlitten (BS) 24 verbunden, der auf der Unterseite der Lei- 
terplatte LP6 plan aufliegt und auf dem eine oder mehrere 
Betatigungseinheiten 3, hier z. B. zwei Betatigungseinhei- 
ten BFl und BF2, angebracht sind, die in einem definierten 
Abstand iiber die verschiedenen induktiven Sensoreinheiten 
(SE*) 2 geschoben werden konnen. Die in Fig. 1 abgebil- 
dete Schalteinheit SE5 kann zur Erfassung einer weiteren 
Schaltposition des Wahlhebels 22 verwendet werden. Diese 
Schaltposition kommt in Gangschaltvorrichtungen, die aus 
dem Stand der Technik allgemein bekannt sind, jedoch nicht 
vor. So weist z. B. die in Fig. 6 abgebildete Gangschaltvor- 
richtung 20 keine der Sensoreinheit SES entsprechende 
40 Schaltposition des Wahlhebels auf. Diese Ausftihrung der 
Gangschaltvorrichtung ist somit otional, d. h. die Sensorein- 
heit SE5 kann weggelassen werden. 

[0028] Bei der Kombination mehrerer Induktiver Schalter 
stellt sich das Blockschaltbild wie dies in Fig. 5 dargestellt 
ist. Eine Stromquelle U versorgt die Erregerspulen 12 von 
mehreren Sensoreinheiten (SE*) 4. Die Signale der Sensor- 
schleifen 13 mehrerer Sensoreinheiten 2 werden iiber einen 
verschleiBfreien Halbleiterschalter (AMUX) an den Verstar- 
ker 14 angeschlossen. Die Vorgabe, welche Sensoreinheit 
anzuschlieBen ist erhalt AMUX von der Auswerteinheit 16 
iiber die Adressvorgabe AV. Je nach Adressvorgabe gibt die 
Auswerteeineit 16 den Schaltzustand aus. Je nach Oberdek- 
kungsgrad von Betatigerflache der Betatigungseinheit 3 und 
Sensoreinheit (SE*) 4 wird das zugehorige Sensorsignal ge- 
dampft. Ist die an der Auswerteeinheit 16 einstellbare 
Schaltschwelle SW des Signals erreicht, wird die Position 
des Schalters als giiltige Position erkannt und umgeschaltet. 
[0029] Eine Alternative zur bisher vorgeschlagenen Si- 
gnalauswertung mit statischen Schwellwert vergleich ist, die 
Sensorsignale von zwei benachbarten Sensoreinheiten 2 zu 
vergleichen. Wird das Singal einer Sensoreinheit 2 niedriger 
als das der benachbarten Sensoreinheit 2 - wobei auch eine 
Hysterese init beriicksichtigt werden kann, wie in Fig. 7 dar- 
gestellt - ist von einer Umschaltung von einer Position auf 
die andere auszugehen. Damit ergibt sich eine von auBeren 
Einfliissen wie Temperturdrift des Verstarkers 14, der 
Stromquelle 11 usw., sehr unempfindliche Schaltschwellen- 
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[0030] Auch eine extrem redundante Positionserkennung 
ist ohne groBen Zusatzaufwand mit Hilfe der erfindungsgc- 
maBen Positionsschaltvorrichtung 1 zu realisieren. Es wird 
vorgeschlagen, statt einer Sensoreinheit 2 pro Schaltposition 
mindestens zwei Sensoreinheiten 2 anzusetzen und die Si- 5 
gnalc weiter zu vergleichen. Bei widerspruchlichen Ergeb- 
nissen sollte die Auswerteeinheit 16 die Schaltfunktion so 
ausfuhren, daB das gesamte System in den sicheren Zustand 
gebracht wird. Die Leiterplatte 6 kann dazu etwa mit Sicher- 
heits-Sensoreinheiten (SSE*) 2 ausgeriistet werden, wie lO 
dies schematisch in Fig. 8 dargestellt ist. Auch hier kann die 
Sensoreinheit SE5 und die korrespondierende Sicherheits- 
Sensoreinheit SSE5 zur Erfassung weiterer Positionen des 
Wahlhebels 22 verwendet werden. Fur eine in Fig, 6 abge- 
bildete Gangschaltvorrichtung 20 kann eine derartige 15 
Schaltposition weggelassen werden. 

[0031] Eine weitere Ausfuhrungsform der erfindungsge- 
maBen Positionsschaltvorrichtung 1 ei^ibt sich, wenn an- 
statt von aus einer Sensoreinheit (SB*) 2 und einer Sicher- 
heits-Sensoreinheiten (SSE*) 2, bestehenden Paaren, wie 20 
dies in Fig. 8 dargestellt ist, nur eine Sensoreinheit 2 ver- 
wendet wird; z. B. anstatt SSEP und SEP nur SSEP; anstatt 
SSER und SER nur SER; anstau SSEN und SEN nur SSEN 
usw. In diesem Fall sind die Sensoreneinheiten 2 relativ weit 
voneinander auf der Leiterplatte 6 unteigebracht. Diese 25 
Konstruktion der Positionsschaltvorrichtung 1 ermoglicht 
es, die durch Verschiebungen der Betatigungseinheiten 3 
venirsachten unarwiinschten Nebendampfungseffekte zu 
vermeiden. 
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Beiatigungseinheil (3) zu einern gegebenen Zeilpunkl 
zwei Oder mehr Schalteinheiten (2) betatigt. 

8. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach einem der 
obengenannten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Positionsschaltvorrichtung (1) mindestens zwei 
Betatigungseinheiten (3) aufweist. 

9. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach einem der 
Anspriiche 7 und 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Positionsschaltvorrichtung (1) redundante Schaltsi- 
gnale ausgibt. 

10. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach An- 
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Redundanz 
der Schaltsignale zur Kontrolle der Funktionsfahigkeit 
der Positionsschaltvorrichtung (1) verwendet wird. 

11. Eine Gangschalteinheit (20) zur Erzeugung von 
GangschaJtsignalen fiir ein automatisches Schaltge- 
triebe, dadurch gekennzeichnet, daB sie die Positions- 
schaltvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden 
Anspruchen zur Erzeugung von Gangschaltsignalen 
verwendet. 

12. Eine Gangschalteinheit (20) nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie in Form einer Kulis- 
senschalteinheit ausgefuhrt ist. 



Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 



1 . Eine Positionsschaltvorrichtung (1) umfassend min- 
destens eine Schalteinheit (2) und mindestens eine Be- 
tatigungseinheit (3), wobei die Schalteinheit (2) auf 35 
eine relative raumliche Verschiebung der Schalteinheit 
(2) und der Betatigungseinheit (3) zueinander durch 
Ausgabe von entsprechenden Schaltsignalen reagiert, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schalteinheit (2) als 
induktive Sensoreinheit und die Betatigungseinheit (3) 40 
als induktive Dampfiingseinheit ausgebildet sind. 

2. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach Anspruch 

1, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens zwei 
Schalteinheiten (2) auf einer gemeinsamen Tragerein- 
heit (6) positioniert und/oder in eine gemeinsame TVa- 45 
gereinheit (6) integriert sind. 

3. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach Anspruch 

2, dadurch gekennzeichnet, daB die TrSgereinheit (6) 
eine Leiterplatte (7) ist. 

4. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach einem der 50 
obengenannten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Betatigungseinheit (3) horizontal und/oder ver- 
tikal relativ zu der Schalteinheit (2) verschiebbar ist. 

5. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach einem der 
obengenannten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 55 
daB die Betatigungseinheit (3) mit einem relativ zu ei- 
ner Oder mehreren Schalteinheiten (2) verschiebbaren 
Betatigungselement (8) verbunden ist, wobei eine be- 
stimmte Position des Betatigungselementes (8) relativ 

zu der Positionsschaltvorrichtung (1) einer bestimmten 60 
Position der Betatigungseinheit (3) relativ zu der einen 
Oder zu den mehreren Schalteinheiten (2) entspricht. 

6. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach einem der 
obengenannten Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB eine Betatigungseinheit (3) zu einem gegebenen 65 
Zeitpunkt nur eine Schalteinheit (2) betatigt. 

7. Eine Positionsschaltvorrichtung (1) nach einem der 
Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB eine 
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